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A surface plasmon resonance (SPR) waveguide sensor with indium antimonide (InSb) adopted
for the sensing section is proposed in the terahertz region. We investigate the SPR response,
showing an ability to detect a temperature change. It is found that the sensitivity is estimated
to be about 7.5  10 3 THz/K.






















センサの構造を図 1に示す．コアを Si，基板を SiO2
に選び，比誘電率をそれぞれ 3:42と 1:942とする．な
お，Siと SiO2は THz帯で僅かに損失性となるが，本
稿では無損失の媒質として扱う．コア幅を d = 50 m
とする．センシング部としてコアの片側に厚さ t I =
5 m，長さ l = 400 mの InSbを付加する．その外側
には試料として水を与える．InSbと水の誘電率を，共







い，空間の刻み幅をx = 0:2 m，z = 1:0 mに設
定する．




ここで，一例として 300 Kにおけるピーク周波数 1.26
THz及び，ピーク周波数から離れた周波数 1.5 THzで
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図 2 周波数応答
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温度 280～320 Kの範囲で 0.3 THzの周波数シフトが






パワーの周波数特性を評価した．温度 280～320 K の
範囲で 0.3 THzの周波数シフトが得られるため，本セ
ンサが温度センサに利用できることを見出した．
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図 4 温度に対するピーク周波数
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